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(57)【要約】
【課題】被処理物上に形成される塗膜の乾燥後の厚みが
１μｍ以下になるような極薄膜であっても、被処理物表
面に均一な塗膜を形成することを課題とする。
【解決手段】芯体４と、この芯体の外周に設けられたス
ポンジ層５と、このスポンジ層の外周に設けられたソリ
ッド層６と、このソリッド層の外周に設けられた，塗布
液に対して非粘着性及び非接着性をもった表面層７とを
具備することを特徴とする薄膜形成用塗布ロール１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯体と、この芯体の外周に設けられたスポンジ層と、このスポンジ層の外周に設けられ
たソリッド層と、このソリッド層の外周に設けられた，塗布液に対して非粘着性及び非接
着性をもった表面層とを具備することを特徴とする薄膜形成用塗布ロール。
【請求項２】
　請求項１記載の薄膜形成用塗布ロールを用いて被処理物に薄膜を形成する塗布方法であ
り、前記塗布ロールまたは被処理物に薄膜形成用の塗布液を塗布した後、塗布ロールと被
処理物を圧接させた状態で被処理物を通すことで被処理物に薄膜を形成することを特徴と
する塗布方法。
【請求項３】
　請求項１記載の薄膜形成用塗布ロールと、この塗布ロールに被処理物を圧接した状態で
通す圧接手段と、前記塗布ロール又は被処理物に塗膜形成用の塗布液を注出する塗布液注
出装置とを具備することを特徴とするロール塗布装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥後の厚みが１μｍ以下の極薄膜を形成するための薄膜形成用塗布ロール
、塗布方法及び塗布装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被処理物に薄く均一な塗膜を形成するロールコーティング装置としては、特許文
献１が知られている。このロールコーティング装置は、塗布ローラを押圧ローラに圧接し
た一対のローラ間に被処理物を通してローラを回転させ、上記塗布ローラ又は被処理物に
塗布した塗布液を被処理物に転写させる技術に関する。ここで、前記塗布ローラは、鋼材
等からなる芯体の外周に一定厚みのスポンジ層、表面が平滑な非接着性・非吸着性のチュ
ーブ膜を順次被覆した構成となっている。また、押圧ローラは、鋼材等からなる芯体の外
周にフッ素樹脂で加工して平滑化した外周層を設けた構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３０５２１２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記ロールコーティング装置で用いられている塗布ローラによってロー
ルコーティングを行うと、押圧ローラによる押圧の影響で塗布ローラのスポンジ層が変形
し、その変形に対してスポンジ層の外周に被覆されたチューブ膜が追随することができず
、ローラ表面にしわが生じる。その結果、被処理物表面に形成された塗膜にしわ状の模様
が発生し、塗膜の乾燥速度やレベリング性能をうまく調整しなければ、均一な塗布面を得
ることが困難であるという問題があった。
【０００５】
　本発明はこうした事情を考慮してなされたもので、被処理物上に形成される塗膜の乾燥
後の厚みが１μｍ以下になるような極薄膜であっても、被処理物表面に均一な塗膜を形成
することができる薄膜形成用塗布ロール、塗布方法及び塗布装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る塗布ロールは、芯体と、この芯体の外周に設けられたスポンジ層と、この
スポンジ層の外周に設けられたソリッド層と、このソリッド層の外周に設けられた，塗布
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液に対して非粘着性及び非接着性をもった表面層とを具備することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る塗布方法は、前記薄膜形成用塗布ロールを用いて被処理物に薄膜を
形成する塗布方法であり、前記塗布ロールまたは被処理物に薄膜形成用の塗布液を塗布し
た後、塗布ロールと被処理物を圧接させた状態で被処理物を通すことで被処理物に薄膜を
形成することを特徴とする。
【０００８】
　更に、本発明に係るロール塗布装置は、前記薄膜形成用塗布ロールと、この塗布ロール
に被処理物を圧接した状態で通す圧接手段と、前記塗布ロール又は被処理物に塗膜形成用
の塗布液を注出する塗布液注出装置とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、被処理物上に形成される塗膜の乾燥後の厚みが１μｍ以下になるよう
な極薄膜であっても、被処理物表面に均一な塗膜を形成することができる薄膜形成用塗布
ロール、塗布方法及び塗布装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１に係るロール塗布装置の説明図。
【図２】本発明の実施例２に係るロール塗布装置の説明図。
【図３】図１のロール塗布装置による画像データの説明図。
【図４】図２のロール塗布装置による画像データの説明図。
【図５】従来のロール塗布装置による画像データの説明図。
【図６】本発明のロール塗布装置において、被処理物を塗布ロールに圧接する他の例を示
す説明図。
【図７】本発明のロール塗布装置において、被処理物を塗布ロールに圧接する更に他の例
を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明について更に詳しく説明する。　
　本発明において、塗布ロールと被処理物が接触すると、圧接によりスポンジ層が外圧の
影響を受けて変形するので、接触面の均圧化が得られるとともに、被処理物の凹凸の影響
を低減することができる。
【００１２】
　本発明において、スポンジ層は柔らかく、かつ均一に変形することが望ましい。スポン
ジ層の材質としては、例えばシリコーンゴム，ポリビニルアルコール（ＰＶＡ），ウレタ
ン，ブチルゴム等が挙げられる。また、スポンジ層の厚みはロール径にもよるが、３～２
０ｍｍが好ましく、より好ましくは５～１５ｍｍ、更に好ましくは５～１０ｍｍである。
ここで、厚みが３ｍｍ未満では、接触時の変形量が小さくスポンジ層による効果が得られ
ない。また、厚みが２０ｍｍを超えると、接触時の変形が大きくなりすぎるため、接触面
が大きくなり過ぎてしまい、塗布面が悪化する。
【００１３】
　本発明において、ソリッド層を設けるのは、スポンジ層の変形による（円周距離の変化
）表面層のしわ発生を抑制するためであり、ソリッド層はスポンジ層より硬く、最外層（
表面層）より柔らかい必要がある。ソリッド層の硬さとしては、一般的なゴム材質の硬度
が適用できるが、前述した機能の発現効果の点から１０～９５°（ＪＩＳＡ）、好ましく
は３０～９０°（ＪＩＳＡ）、より好ましくは４０～８０°（ＪＩＳＡ）である。ここで
、硬さが１０°を下回ると、表面層のしわ発生を抑止することができず、硬さが９５°を
上回るとスポンジ層の変形によるしわ抑止効果が発現されない。
【００１４】
　前記ソリッド層の厚みは、次の理由により０．２～３ｍｍとすることが望ましい。即ち
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、厚みが０．２ｍｍ未満の場合は、スポンジ層が過度に変形するのを抑制することができ
ず、被処理物表面に形成される塗膜にしわ状の模様が発生する。また、厚みが３ｍｍを超
えると、ソリッド層の応力の影響が大きくなりすぎ、スポンジ層による復元効果が発揮さ
れずに均一な膜が得られないからである。
【００１５】
　ソリッド層の材質としては、例えばシリコーンゴム、アクリロニトリル・ブタジエンゴ
ム、エチレンプロピレンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム、クロロプレンゴム、エピクロ
ロヒドリンゴム、天然ゴム等、あらゆるゴムが使用できる。また、ソリッド層に用いられ
るゴムには、必要に応じて加硫剤、加硫助剤、加硫促進剤、老化防止剤、可塑剤、充填剤
等公知の添加剤を配合してもよい。
【００１６】
　本発明において、ソリッド層の外周に設けられる表面層の材質は、基本的には塗布液に
対して非粘着性及び非接着性を有しかつ耐性がある材質ならなんでもよい。表面層の材質
としては、例えば四ふっ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ），四ふっ化エチレンパーフルオロア
ルキルビニルエーテル共重合樹脂（ＰＦＡ），四ふっ化エチレンヘキサフルオロプロピレ
ン共重合樹脂（ＦＥＰ）等の非接着性，非粘着性，不活性，平滑性を有したフッ素樹脂や
、金属，金属酸化物等が挙げられる。前記表面層は、導電性でも絶縁性でもよい。また、
表面層はチューブ状でもコート層でもよい。表面層の厚みは、次の理由により０．２ｍｍ
以下とすることが望ましい。即ち、厚みが０．２ｍｍを超えると、表面層自身の硬さが高
すぎるため、被処理物と接触した際の均圧化の効果が十分に得られないからである。
【００１７】
　次に、本発明の具体的な実施例について説明する。　
　（実施例１）　
　図１は、本発明に係る薄膜形成用塗布ロールを備えたロール塗布装置の一例を示す。　
　図中の１は薄膜形成用塗布ロールを示し、被処理物２を挟んで対向して配置されたバッ
クアップロール３と対をなしている。前記塗布ロール１は、鋼材からなる芯体４の外周に
厚さ７ｍｍ，硬さ２５°（アスカーＣ）のシリコーンゴムスポンジ層５、厚さ１ｍｍ，硬
さ４０°（ＪＩＳＡ）のソリッド層６及び厚さ０．０５ｍｍの非接着性，非粘着性のチュ
ーブ層（表面層）７が順次形成された構成となっている。ここで、ソリッド層６はシリコ
ーンゴムからなり、チューブ層７はＰＦＡからなる。一方、バックアップロール３は、鋼
材からなる芯体８と、この芯体８の外周に形成された，平滑化されたフッ素樹脂製の表面
層９とから構成されている。塗布ロール１の近傍には、塗布ロール１のチューブ層７に塗
膜形成用の塗布液を注出する塗布液注出装置１０が配置されている。塗布液注出装置１０
は、塗布液１１を収容し先端にノズル１２を備えたタンク１３と、タンク１３内の塗布液
１１を塗布ロール１のチューブ層７に供給するためのポンプ等の液供給手段（図示せず）
と、ノズル１２をチューブ層７に対し接近自在に移動させるためのピストン等の駆動機構
（図示せず）を備えている。
【００１８】
　こうした構成のロール塗布装置を用いて被処理物２に薄膜を形成するには、次のように
して行う。即ち、まず、塗布ロール１とバックアップロール３間に被処理物２を挟んだ状
態で、駆動機構により塗布液注出装置１０のノズル１２を回転する塗布ロール１に近づけ
、液供給手段によりタンク１３内の塗布液を塗布ロール１のチューブ層７に塗布する。こ
の後、バックアップロール３の押圧により被処理物２を介して塗布ロール１と被処理物を
圧接させることで塗布液を転写させ、被処理物２に均一で薄い膜を形成する。なお、矢印
Ａは被処理物の移動方向を示す。
【００１９】
　実施例１に係るロール塗布装置によれば、シリコーンゴムスポンジ層５とチューブ層７
間に厚さ１ｍｍ、硬さ４０°のソリッド層６を設けた薄膜形成用塗布ロール１を具備する
ことにより、被処理物２にチューブ層７の変形に起因するしわ状の模様の発生を抑制でき
るとともに、被処理物２の凹凸や傾き、対向するロール１，３の押圧などのロール間の圧
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力ムラに起因する塗布厚みムラを抑制でき、乾燥後の塗布膜を１μｍ以下になるような均
一な極薄に形成することができる。
【００２０】
　（実施例２）　
　図２は、本発明に係る薄膜形成用塗布ロールを備えたロール塗布装置の一例を示す。但
し、図１と同部材は同符番を付して説明を省略する。　
　本実施例２のロール塗布装置は、実施例１と比べて塗布液１１を被処理物２に塗布し、
その後塗布ロール１とバックアップロール３により塗布液を薄い膜にする以外は、実施例
１と同様の構成となっている。　
　実施例２によれば、実施例１とほぼ同様な効果を有する。
【００２１】
　（比較例）　
　比較例に係る薄膜形成用塗布ロールは、実施例１のロールと比較して、ソリッド層を除
いた以外は、実施例１のロールと同じ構成となっている。また、被処理物に薄い膜を形成
する方法は、実施例１の場合と同様である。
【００２２】
　上記実施例１,２及び比較例に係る薄膜形成用塗布ロールを備えたロール塗布装置を用
いて被処理物としてのガラス基板上に薄膜を形成し、その薄膜の厚みムラを画像処理によ
り評価したところ、夫々図３～図５に示す結果が得られた。なお、塗布液には、有機染料
を有機溶媒で固形分が３０ｗｔ％になるように希釈したものを用いた。塗布後の薄膜はそ
のまま風乾し、乾燥後の厚みを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて測定するとともに塗布
面の画像情報をデータ化し、色の濃い部分／薄い部分を２値化することで形成された膜の
厚み分布を評価した。ここで、塗布液に染料を用いているので、色の薄い部分は膜厚が小
さく、色の濃い部分は膜厚が大きくなっている。このことは、ＡＦＭでの実測値と級鋼分
析の測定値の比較から確認している。なお、図３～図５において、紙面の横方向（矢印Ｂ
方向）はロールの回転方向に対応しており、厚みの厚い部分１４は横帯状のしわに相当す
る。事実、実施例１，２及び比較例に係るＡＦＭによる薄膜の塗布厚みの平均値、薄膜の
部分（黒い部分），厚みの厚い部分（白い部分）の面積、全体に対する黒い部分の面積比
率を求めた結果、下記表１に示すとおりであった。なお、図３～図５では、厚みが極端に
異なる部分を検出しており、当該事例では色の薄い部分（厚みの薄い部分）が黒になるよ
うに処理している。
【表１】

【００２３】
　上記画像処理の試験により、実施例１，２に夫々対応する図３,図４では薄膜の部分１
４の領域は、比較例に対応する図５に比べて著しく少ないことが分かる。本発明の場合は
上述したような厚み及び硬さを有したソリッド層の存在により、比較例の場合と比べ、し
わ模様の発生が抑制されており、その結果として塗膜の厚み均一性が大幅に改善されてい
ることがわかる。なお、本試験の画像処理では、特定色のみを注出し、エッヂ検出を行っ
てからコントラストを調整し、２値化することで図３～図５のような画像を得た。この画
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【００２４】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００２５】
　具体的には、上記実施例では、ソリッド層上に非粘着性のチューブ層を設けた場合につ
いて述べたが、これに限らず、非粘着性のコーティング層を設けてもよい。また、ソリッ
ド層の厚さ、硬さも上記実施例で記載した数値に限らない。更に、ロール塗布装置におい
て、塗布ロール及びバックアップロールの下流側に、被搬送物上に形成した薄膜を乾燥す
るヒータ等からなる乾燥装置を配置してもよい。
【００２６】
　更には、上記実施例では、塗布ロールとバックアップロールを用いて塗布ロールと被処
理物を圧接させる場合について述べたがこれに限らず、例えば図６に示すように薄膜形成
用塗布ロール１に対して２つの張架ロール１６ａ，１６ｂを配置し、塗布ロール１と張架
ロール１６ａ，１６ｂ間に被処理物２を圧接する場合、あるいは図７に示すように薄膜形
成用塗布ロール１の下に架台１７を設け、塗布ロール１を架台１７側に押し付けて被処理
物２を圧接する場合が挙げられる。
【符号の説明】
【００２７】
　１…薄膜形成用塗布ロール、２…被処理物、３…バックアップロール、４，８…芯体、
５…シリコーンゴムスポンジ層、６…ソリッド層、７…チューブ層、９…表面層、１０…
塗布液塗布装置、１２…ノズル、１４…薄膜の部分、１５…厚みの厚い部分。
【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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